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１．概要（Summary） 

伝熱研究では熱流束測定が重要となるが、そのために

は壁面極近傍での温度勾配（温度差）を測定する必要が

ある。そこで，薄膜温度センサを積層させることで上下の

二層で温度を同時に捉え（＝温度差を捉え）、熱流束を

直接的に測定するセンサを開発する。 

温度センサとしては高感度測定が可能な測温抵抗体を

利用し、材質は化学的に安定な白金とする。白金測温抵

抗体を絶縁層を介して積層させることで、温度差を捉え、

熱流束を測定する。ここで、温度差を捉えるためには絶縁

層にある程度の熱抵抗が必要となるため、熱伝導率の低

い SU-8（熱伝導率 0.3W/(m K)）を利用する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速マスクレス露光装置、両面マスクアライナー、多元

スパッタ装置（仕様 A）、多元スパッタ装置（仕様 B） 

【実験方法】 

熱酸化膜付きシリコンウエハを用い，多元スパッタ装置

（仕様 A）により白金薄膜を 200nm 成膜した。パターニン

グは高速マスクレス露光装置による露光とリフトオフによっ

て行った。その上に SU-8 を絶縁層として 10m形成し、

さらにその上に白金薄膜を 200nm 形成させた。最後に、

多元スパッタ装置（仕様B）を用いて SiO2を 200nm成膜

した。 

製作したセンサは滋賀県立大学にて温度較正を行い、

熱流束測定試験を実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

下側の白金薄膜の成膜は問題なく成功した一方で。上

側の白金薄膜には一部で剥がれが生じた。Fig. 1に上側

白金薄膜の写真を示す。この剥がれが発生した原因とし

て、上側薄膜のリフトオフ時にST-120によってSU-8の表

面が腐食した可能性や、ピラニア洗浄による SU-8の腐食

を懸念して洗浄なしで白金を成膜したために表面に有機

物が残り、SU-8 と白金薄膜の接着力が弱まった可能性な

どが考えられる。 

しかしながら，上下ともに利用可能な部分も残っていた

ので，熱流束の測定を実施することができた． 

 

 

Fig. 1 Fabricated Pt film. 
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